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(57)【要約】
【課題　】FIMSシステムにおいてポッドの蓋等に付着す
る塵等のミニエンバイロンメント内への持込を抑制する
FIMSシステムを提供する。
【解決手段】　FIMSシステムのポッド側開口部の対辺に
隣接させて、ポッド－該開口部間の存在する空間領域に
対して清浄気体を供給するガスノズルを配置する。当該
ガスノズルに設けられたノズル開口は、ガスノズルの延
在方向に対して垂直な平面内において少なくとも２つ配
置され、且つ該位置関係を維持して延在方向にも連続的
に設けられる。
【選択図】　図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被収容物を内部に収容可能であって一面に開口を有する略箱状の本体と、前記本体から
分離可能であって前記開口を塞いで前記本体と共に密閉空間を形成する蓋と、を備える密
閉容器から前記蓋を取り外すことによって前記開口を開放して前記被収容物の挿脱を可能
とする、前記蓋の開閉システムであって、
　前記密閉容器が載置される載置台と、
　前記載置台と隣接して配置され、塵が管理されて前記被収容物を搬送する機構が収容さ
れる微小空間と、
　前記載置台に隣接して前記微小空間の一部を確定する壁に形成されて、前記載置台に載
置された前記密閉容器における前記開口と正対可能な配置に設けられた略矩形状の開口部
と、
　前記蓋を保持可能であると共に前記開口部を略閉止可能であり、前記蓋を保持して前記
開口部を開放することにより前記開口と前記開口部とを連通させるドアと、
　前記壁の前記載置台側の面上であって、前記開口部の少なくとも対辺に隣接して配置さ
れるガスノズルと、を有し、
　前記ガスノズルは、前記密閉容器における開口形成面と前記開口部を対面とする空間領
域内に対して各々拡散する方向に清浄気体を噴出し可能なノズル開口を有することを特徴
とする密閉容器の蓋開閉システム。
【請求項２】
　前記ノズル開口は、前記ガスノズルの延在方向に垂直な平面内において前記清浄気体の
流出範囲が前記ガスノズル近傍から遠方に至るに伴って拡大する扇形状の流出様式を有す
るように形成されることを特徴とする請求項１に記載の蓋開閉システム。
【請求項３】
　前記ノズル開口は、前記ガスノズルの延在方向に垂直な平面内において、前記空間領域
内部の異なる点に向かように複数形成されることを特徴とする請求項１或いは２の何れか
に記載の蓋開閉方法。
【請求項４】
　前記対辺は前記開口部の左辺及び右辺であることを特徴とする請求項１乃至３の何れか
に記載の蓋開閉システム。
【請求項５】
　前記ガスノズルは前記対辺とは異なる対辺の内の一方の辺に対しても配置されることを
特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の蓋開閉システム。
【請求項６】
　被収容物を内部に収容可能であって一面に開口を有する略箱状の本体と、前記本体から
分離可能であって前記開口を塞いで前記本体と共に密閉空間を形成する蓋と、を備える密
閉容器から前記蓋を取り外すことによって前記開口を開放して前記被収容物の挿脱を可能
とする、前記蓋の開閉方法であって、
　前記密閉容器が載置されて、前記密閉容器を蓋の開閉位置まで移動可能な載置台と、
　前記載置台と隣接して配置され、塵が管理されて前記被収容物を搬送する機構が収容さ
れる微小空間と、
　前記載置台に隣接して前記微小空間の一部を確定する壁に形成されて、前記載置台に載
置された前記密閉容器における前記開口と正対可能な配置に設けられた略矩形状の開口部
と、
　前記蓋を保持可能であると共に前記開口部を略閉止可能であり、前記蓋を保持して前記
開口部を開放することにより前記開口と前記開口部とを連通させるドアと、
　前記壁の前記載置台側の面上であって、前記開口部の少なくとも対辺に隣接して配置さ
れるガスノズルと、を有し、
　前記ガスノズルは、前記密閉容器における開口形成面と前記開口部を対面とする空間領
域内に対して各々拡散する方向に清浄気体を噴出し可能なノズル開口を有する蓋開閉装置
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において、
　前記密閉容器を前記載置台上に載置し、
　前記載置台が前記密閉容器を前記蓋の開閉位置まで移動させ、
　前記蓋の開閉位置において前記ドアが前記蓋を保持し、
　前記ドアが前記蓋を前記密閉容器から取り外すことにより前記密閉容器開口を開放して
前記密閉容器と前記微小空間とを連通させる方法であって、
　前記密閉容器が前記載置台により移動されて前記蓋の開閉位置至る際に、前記ガスノズ
ルから前記密閉容器に対する清浄気体の噴き付けが為されることを特徴とする密閉容器の
蓋開閉方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体製造プロセス等において、ポッドと呼ばれる搬送容器に内部保持され
たウエハを半導体処理装置間にて移送する際に用いられる、所謂FIMS（Front-Opening In
terface Mechanical Standard）システムに関する。より詳細には、当該FIMSシステムに
おいて用いられる、ウエハを収容する密閉容器たる所謂FOUP（Front-Opening Unified Po
d）と呼ばれるポッド、及び当該ポッドの蓋を開閉して該ポッドに対するウエハの移載を
行うFIMSシステムたる蓋開閉システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体製造プロセスは、処理装置内部、ポッド（ウエハの密閉容器）、及び当該
ポッドから処理装置への基板受け渡しを行う微小空間のみを高清浄状態に保持し、その他
の空間の清浄度はある程度のレベルに維持して行われている。ポッドは、その内部に複数
のウエハを平行且つ隔置した状態で保持可能な棚と、外面を構成する面の一つにウエハ出
し入れに用いられる開口とを有する略立方体形状を有する本体と、その開口を閉鎖する蓋
とから構成される。この開口が形成されている面がポッドの底面ではなく一側面（微小空
間に対して正対する面）に位置するポッドを前述したFOUPと総称している。
【０００３】
　また、上述した微小空間は、ポッドの開口と向かい合う開口部と、開口部を閉鎖するド
アと、半導体処理装置側に設けられた処理装置側の他の開口部と、開口部からポッド内部
に侵入してウエハを保持すると共に該処理装置側の他の開口部を通過して処理装置側にウ
エハを搬送する移載ロボットとを有している。また、微小空間を形成する構成は、ドア正
面にポッド開口が正対するようポッドを支持する載置台を有している。この載置台の上面
には、ポッド下面に設けられた位置決め用の穴に嵌合されてポッドの載置位置を規定する
位置決めピンと、ポッド下面に設けられた被クランプ部と係合してポッドを載置台に対し
て固定するクランプユニットとが配置されている。通常、載置台はドア方向に対して所定
距離の前後移動が可能となっている。ポッド内のウエハを処理装置に移載する際には、ポ
ッドが載置された状態でポッドの蓋がドアと接触するまでポッドを移動させ、接触後にド
アによってポッド開口部からその蓋が取り除かれる。これら操作によって、ポッド内部と
処理装置内部とが微小空間を介して連通することとなり、以降ウエハの移載操作が繰り返
して行われる。この載置台、ドア、開口部、ドアの開閉機構、開口部が構成された微小空
間の一部を構成する壁等を含めて、前述したFIMSシステムと総称される（特許文献１参照
。
【０００４】
【特許文献１】特許第３５８１３１０号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これらFMISシステムでは、ポッド等が搬送される外部空間より上述した微小空間への塵
の拡散を防止する観点から、特許文献１に開示されるように該微小空間内部の圧力を外部
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空間の圧力よりも高く維持し、且つ当該微小空間から外部空間に至る気流を生成している
。しかし通常清浄度の劣った空間を搬送されることから、ポッド本体の外周面及び蓋の表
面には当該空間で付着した塵、或いは外気に含まれた例えばハイドロカーボン等が吸着し
ている。これらに関しては、半導体製造工程上、微小空間内部への持込を極力防止するべ
きである。しかし、これら塵は蓋の表面とドアの表面との間の微小隙間から当該隙間の外
部に拡散する以前に、ダウンフローが形成された微小空間内に移動される。このため、当
該塵の微小空間或いはポッド内への拡散は問題視されるレベルには至らず、特に当該塵に
対する対応は為されていなかった。また、例えば従来のポッドの蓋には蓋外周から外方方
向に伸縮可能な爪が配され、当該爪の伸縮によってポッド本体－蓋の係合及び解除の各々
の状態を得ることとしている。当該爪の伸縮は、当該爪と連結されて蓋の中央領域内の所
定位置に配置された被操作部に対して、蓋表面の外部から所謂キー部材を嵌合させてこれ
を操作することで行われている。このような部材の接触、回動、その際に生じる摺動等に
よっても前述した塵が発生する。これらキー部材等から生じた塵についても、同様にダウ
ンフローによる抑制効果が好適に機能していると考えられていた。
【０００６】
　ここで、半導体デバイスは、素子の高機能化及び小型化が漸次進められている。このた
め素子に用いられる配線幅、デザインルール等がより狭められ、従来であれば問題となら
なかったより小さな塵の存在にも留意する必要が生じてきている。このような極微小な塵
は、従来対応策が練られてきた塵と異なり、所謂ブラウン運動や微小な静電気の影響等、
従来とは異なる動作によって空間を移動する。具体的には、このような極微細な塵は、前
述したダウンフローによって微小空間の下方に押し流し更に外部空間に排出しようとして
も、単純に気流に流されずに微小空間内に漂い出してくる可能性がある。また、半導体製
造工場での要望としてポッド等を搬送する空間の清浄度のレベルを現在よりも下げたいと
要請も同時に存在している。従って、今後蓋等に付着してFIMSシステム内部に至る塵等の
量は増大すると考えられる。このため、今後のポッド、或いはFIMSシステムは、蓋に付着
した塵、更には増大し且つダウンフローのみでは対処が困難な塵への対応が求められる。
【０００７】
　本発明は以上の状況に鑑みて為されたものであり、ポッド開口を閉鎖する蓋の表面に付
着する極微小な塵の影響を抑制し、且つ蓋開閉時において当該開閉操作に伴う塵の発生、
及び発生した塵の微小空間或いはポッド内部への拡散を抑制する密閉容器たるポッド及び
当該密閉容器に対応する蓋開閉システム及び蓋開閉方法の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る蓋開閉システムは、被収容物を内部に収容可
能であって一面に開口を有する略箱状の本体と、本体から分離可能であって開口を塞いで
本体と共に密閉空間を形成する蓋と、を備える密閉容器から蓋を取り外すことによって開
口を開放して被収容物の挿脱を可能とする、蓋の開閉システムであって、密閉容器が載置
される載置台と、載置台と隣接して配置され、塵が管理されて被収容物を搬送する機構が
収容される微小空間と、載置台に隣接して微小空間の一部を確定する壁に形成されて、載
置台に載置された密閉容器における開口と正対可能な配置に設けられた略矩形状の開口部
と、蓋を保持可能であると共に開口部を略閉止可能であり、蓋を保持して開口部を開放す
ることにより開口と開口部とを連通させるドアと、壁の載置台側の面上であって、開口部
の少なくとも対辺に隣接して配置されるガスノズルと、を有し、ガスノズルは、密閉容器
における開口形成面と開口部を対面とする空間領域内に対して各々拡散する方向に清浄気
体を噴出し可能なノズル開口を有することを特徴としている。
【０００９】
　なお、上述した蓋開閉システムにおいて、ノズル開口は、ガスノズルの延在方向に垂直
な平面内において清浄気体の流出範囲がガスノズル近傍から遠方に至るに伴って拡大する
扇形状の流出様式を有するように形成されることが好ましい。或いは、ノズル開口は、ガ
スノズルの延在方向に垂直な平面内において、空間領域内部の異なる点に向かように複数
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形成されることが好ましい。更に、前述した対辺は開口部の左辺及び右辺であることがよ
り好ましい。また、ガスノズルは対辺とは異なる対辺の内の一方の辺に対しても配置され
ることがより好ましい。
【００１０】
　また、上記課題を解決するために、本発明に係る蓋開閉方法は、被収容物を内部に収容
可能であって一面に開口を有する略箱状の本体と、本体から分離可能であって開口を塞い
で本体と共に密閉空間を形成する蓋と、を備える密閉容器から蓋を取り外すことによって
開口を開放して被収容物の挿脱を可能とする、蓋の開閉方法であって、密閉容器が載置さ
れて、密閉容器を蓋の開閉位置まで移動可能な載置台と、載置台と隣接して配置され、塵
が管理されて被収容物を搬送する機構が収容される微小空間と、載置台に隣接して微小空
間の一部を確定する壁に形成されて、載置台に載置された密閉容器における開口と正対可
能な配置に設けられた略矩形状の開口部と、蓋を保持可能であると共に開口部を略閉止可
能であり、蓋を保持して開口部を開放することにより開口と開口部とを連通させるドアと
、壁の載置台側の面上であって、開口部の少なくとも対辺に隣接して配置されるガスノズ
ルと、を有し、ガスノズルは、密閉容器における開口形成面と開口部を対面とする空間領
域内に対して各々拡散する方向に清浄気体を噴出し可能なノズル開口を有する蓋開閉装置
において、密閉容器を載置台上に載置し、載置台が密閉容器を蓋の開閉位置まで移動させ
、蓋の開閉位置においてドアが蓋を保持し、ドアが蓋を密閉容器から取り外すことにより
密閉容器開口を開放して密閉容器と微小空間とを連通させる方法であって、密閉容器が載
置台により移動されて蓋の開閉位置至る際に、ガスノズルから密閉容器に対する清浄気体
の噴き付けが為されることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ポッドを蓋開閉位置に移動させる際に蓋表面に対して清浄なガスの噴
き付けが行われることから、蓋開閉の操作以前に蓋表面に付着した塵等の除去が為される
。これにより、今後問題視為されるであろう蓋に付着した塵等の総量の抑制、或いは非清
浄空間を搬送されたことで従来ありえなかったレベルで蓋に付着している塵等の大幅な抑
制が為される。従って、微小空間内部への蓋の持込が為された場合であっても、蓋自身が
保持する塵等が低減されていることから持ち込まれる塵等の総量を抑制することが可能と
なる。また、本発明によれば、ドアと蓋との間の空間に対しては清浄な気体の供給が為さ
れ、蓋-ドアの当接時においてこれらの挟持空間内は周囲の所謂外気ではなく清浄気体に
よって満たされた状態で微小空間内部への蓋の持込が為される。従って、仮に当該挟持空
間内に保持された気体が微小空間中に拡散した場合であっても、該微小空間が外気によっ
て汚染される可能性は従来構成による場合と比較して格段に低減される。
【００１２】
　また、本発明によれば、ポッド蓋に対する清浄気体の噴き付けをFIMS開口部に対してポ
ッドが進退する方向に対して異なる方向から行うこととし、ポッドの開口端面が進退する
領域を清浄気体によって略覆われた空間としている。従って、ポッドの進退領域を清浄と
して、ポッドの載置位置から蓋開閉位置への移動に際してポッド開口端面周囲に対する塵
等の付着を効果的に抑制することが可能となる。また、当該清浄気体の噴き付けを少なく
とも異なる二方向から行って、FIMS開口部とポッドとに挟持される空間領域にてこれら噴
き付け気体を衝突させる構成も採用可能である。当該構成とすることにより、ポッド蓋の
表面中央から当該空間領域の外方に向かう拡散気流を生じさせることとなり、当該空間領
域からの塵等の排除を効果的且つ迅速に行うことが可能となる。また、清浄気体の流れに
よってFIMS開口部に対する塵等の拡散の可能性を低減し、且つ開口部の下辺方向からの清
浄気体の供給を無くして当該下辺領域より微小空間内部からの清浄気体及び当該清浄気体
に載せられた塵等の流出を為す構成も採用可能である。当該構成によれば、開口部の上辺
、左辺及び右辺の領域に対しては清浄気体によるカーテン効果を得、且つ下辺領域では外
部空間に対して所謂陽圧微小空間内部からの気体の流出を為すこととなる。これにより、
微小空間内部からの過剰清浄気体の流出を妨げること無く、開口部外気側を効果的に清浄
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気体に満たされた領域とすることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、本発明の一実施形態について、以下に図面を参照して説明する。図１Ａ及び１Ｂ
は、本発明の一実施形態に係る密閉容器の蓋開閉システムたるFIMSの主要部構成及び密閉
容器たるポッドを断面図により模式的に示しており、図１Ａはポッドが所謂ロード位置に
載置された状態を示し、１Ｂはポッドが蓋開閉位置に搬送されてドアによる蓋の除去が為
された状態を示している。図１Ａに示されるポッド１は、ポッド本体２と蓋３とから構成
される。ポッド本体２は略立方体形状であって内部にウエハ等を収容する収容空間２ｂを
有し、且つ該立方体形状における一側面に当該収容空間２ｂに連通する開口２ａを有して
いる。当該一側面には、更に当該開口２ａの周囲を囲むように、フランジ部２ｃが形成さ
れている。フランジ部２ｃは当該一側面と平行な側端面を有し、当該側端面は後述する蓋
開閉システムたるロードポートの開口部周囲壁と対向する。
【００１４】
　FIMSシステム１０１は、微小空間１０３を構成する筐体１０５及び筐体１０５に隣接し
て配置されるポッド載置部１２１を有する。筐体１０５は、更にファン１０７、第一の開
口部１１１、及びドアシステム１１５を有する。ファン１０７は筐体１０５によって微小
空間１０３の上部に配置され、筐体１０５の外部空間に存在する気体を微小空間内部に導
入し、微小空間１０３内部に上方から下方に向かう気体の流である所謂ダウンフロー１０
７ａを生成する。なお、ファン１０７に対しては、外部空間の清浄度に応じて、当該空間
から導入される気体より塵埃等の汚染物質を除去するフィルタが付随している。筐体１０
５の下部にはダウンフロー１０７ａが流出可能となるような構造が配置されており、微小
空間１０３内部で発生する粉塵等は当該ダウンフロー１０７ａに運ばれて筐体１０５の下
部から外部空間に排出される。第一の開口部１１１はドアシステム１１５におけるドア１
１５ａにより一見閉鎖状態とされるが、ドア１１５ａの外周と第一の開口部１１１の内周
面との間には隙間が形成されることから、当該ドア１１５ａは第一の開口部１１１を略閉
鎖可能となっていると述べる。ドア１１５ａの表面（ポッド１の蓋３との対向面）には蓋
３の内部に配置されて蓋３をポッド本体２に固定する不図示のラッチ機構を操作するラッ
チキー駆動機構１１５ｆが配置される。また、ドア１１５ａには後述する吸着パッド１１
５ｋが配置され、当該吸着パッド１１５ｋにより蓋３はドア１１５ａにより吸着保持され
る。
【００１５】
　ポッド載置部１２１は、ドッキングプレート１２３、ポッド固定システム１２５、及び
ドッキングプレート駆動システム１２７を有する。ドッキングプレート１２３の上面は略
平面とされており、該上面にはポッド固定システム１２５の一部が配置される。本発明に
係るポッド１は、ドッキングプレート１２３の上面に載置され、ポッド固定システム１２
５の当該一部、具体的にはピンがポッド１の下面に配置された被係合部と係合することに
よりドッキングプレート１２３上の所定位置に固定される。なお、ドッキングプレート１
２３は、ポッド１を上面に載置した際に、ポッド１における本体開口２ａが前述した第一
の開口部１１１と正対するよう配置されている。ドッキングプレート駆動システム１２７
は、ドッキングプレート１２３上の所定位置に固定されたポッド１を、該ドッキングプレ
ート１２３と共に該第一の開口部１１１に向かう方向及び離間する方向に駆動する。
【００１６】
　本実施形態では、第一の開口部１１１が形成される筐体１０５の第一の外壁面１０５ａ
における該第一の開口部１１１の上辺及び下辺に対し、乾燥窒素、乾燥空気等、塵、含有
水分量等が管理された清浄気体を外部空間に対して噴出し可能なガスノズル１０が配置さ
れる。ガスノズル１０は、第一の開口部１１１の上辺及び下辺、或いは後述するように左
辺及び右辺の何れかに対して平行に延在する略パイプ状の本体部と、該本体部に設けられ
て本体部内部に供給された清浄気体を外部空間に噴出させるための噴出し口（ノズル開口
）とを有する。当該ガスノズル１０に対しては、初期位置にあるドッキングプレート１２
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３上に載置されたポッド１と、該ポッド１と対向する第一の開口部１１１との間に存在す
る空間の全域に対して清浄気体を供給可能となるように清浄気体の噴出し口が形成される
。即ち、ガスノズルは、初期位置にあるポッド本体２における開口２ａの形成面と第一の
開口部１１１を対面とする略直方体形状の空間領域内に対して各々拡散する方向に清浄気
体を噴出し可能なノズル開口を有する。該ノズル開口から噴出される清浄気体の流れ方向
は、ガスノズル１０の本体部の延在方向に垂直な平面内において、その全ての流れ方向を
ベクトルとして示した場合当該ベクトルの集合体が所謂扇形形状を形成するように当該ノ
ズル開口は形成されている。より詳細には、ポッド載置時の所謂初期位置にある蓋３の中
央を通る水平線と第一の開口部１１１の中央を通る水平線とを結んで得られる水平面内と
、前述した扇形形状を含む平面と、の交線上の任意の点を前述したベクトルの一部が指す
ように当該扇形形状が形成される。最も第一の開口部１１１よりの点に向かうベクトルの
先端は、この交線上においてドア１１５ａ表面により近く、換言すれば当該ドア１１５ａ
と平行となる方向に向かうことがより好ましい。また、該ベクトルにおいて第一の開口部
１１１より最も離れた位置に向かうものは、初期位置に存在するポッド１のフランジ部２
ｃを向かうことが好ましい。
【００１７】
　清浄気体がこのような扇形形状を流れ方向を有するようにノズル開口を配置し、且つ第
一の開口部１１１における対向する２辺にガスノズル１０を配置することにより、ポッド
１と第一の開口部１１１との間の空間領域を清浄気体の濃度が高められた状態に維持する
ことが可能となる。また、ガスノズル１０の配置を第一の開口部１１１により近づけて配
置することにより、蓋３の表面に噴きつけられる清浄気体の単位面積当たりの流量を増大
させることも可能となる。この場合、ポッド１を第一の開口部１１１に近づけるように移
動させることによって、単位面積当たりに噴きつけられる清浄気体の流量を増加させるこ
ととなり、蓋３の表面に付着する塵等をより効果的に排除することが可能となる。また、
本形態の如く、例えば第一の開口部１１１の左辺側及び右辺側へのガスノズルの配置を為
さない、或いは何れか一方の辺側にのみガスノズルを配置することが好ましい。当該配置
とすることにより、当該空間領域に対して供給された清浄気体の流出部分を確保すること
が可能となり、該流出部分を活用して蓋３の表面から除去された塵等をより効果的且つ迅
速に外部空間に排出することも可能となる。即ち、ガスノズル１０は、ポッド本体２がFI
MSの該第一の外壁面１０５ａに当接或いは最も近接することを妨げず、且つ該当接部分（
或いは近接部分）に隣接して配置されることが好ましい。また、この場合、ガスノズル１
０から扇形形状に噴出される清浄気体の端部がポッド本体２の外面に沿った気体流を生成
するようにガスノズル１０が配置されることが好ましい。なお、ノズル開口における清浄
気体の噴出し方向については、蓋３において第一の開口部１１１に正対する面の中心と第
一の開口部１１１の中心とを通り、ガスノズル１０が配置される対辺に挟まれ且つ当該対
辺に平行な面に対して少なくとも２つの異なる方向であることが好ましい。また、ここで
述べた２つの方向は当該方向をベクトルとして示した場合に、該ベクトルの終点がポッド
１の進退範囲内であって進退方向に沿ってずれていることが好ましい。
【００１８】
　図１Ａ～１Ｂに示されるポッド１の移動に際しては、ポッド１のドッキングプレート１
２３への載置が為された段階或いはそれ以前の段階よりガスノズル１０からの清浄気体の
供給が開始される。ポッド１の第一の開口部１１１への移動に伴って、ガスノズル１０よ
り蓋３の表面及びフランジ部２ｃ表面に対して噴き付けられる清浄気体の密度は大きくな
り、ガスノズル１０に近づくことで流速自体も相対的に大きくなる。従って、より強固に
蓋３の表面等に固着した塵等の排除も可能となる。また、ガスノズル１０は、その配置の
関係上、ポッド本体２の外面に沿っても清浄気体を供給する。これにより、ポッド本体２
の外面の存在する塵等が回り込んで蓋３の表面に至る可能性も低減される。ポッド１が第
一の開口部１１１に極接近した領域では、供給される清浄気体によってポッド１-ドア１
１５ａ間で見かけ上圧力の高められた領域が形成される。しかし、上述したように気体の
流出部分を配していることから、当該領域での清浄気体の滞留が防止され、当該滞留に伴
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って生じ得る塵等の再付着も防止される。その後、フランジ部２ｃは該第一の外壁面１０
５ａと当接或いは所定の間隔を保持した状態となり、ドア１１５ａによるポッド本体２か
らの蓋３の除去操作が為される。蓋３の除去後、ドア１１５ａは蓋３と共に微小空間１０
３内部に移動し、ダウンフロー１０７ａの流れに沿うように下方に移動する。これにより
、図１Ｂに示すようにポッド開口２ａと第一の開口部１１１とが連通した状態となる。
【００１９】
　例えば、清浄気体の噴出しをガスノズル１０に設けられた単独のノズル開口から一の方
向性のみを持たせて行うことも考えられる。蓋３の表面の特定位置についての塵の除去を
目的とした場合、当該形態は効率的と考えられる。しかしながら、特定の方向性を付与し
てある程度の広さを有する空間に気体を噴出させた場合、生成される気流は周囲の気体の
巻き込み、より流れ易い方向への所謂対流の生成、等が生じる恐れがある。このような巻
き込み、対流等は、一旦蓋等から除去した塵を他の部位に再付着させる或いは塵の吹き溜
まりのような場所を生成してしまう可能性を有している。本発明においては、扇形形状に
気体流を生成するようにノズル開口を形成し、且つ当該ノズル開口をガスノズルの延在方
向に連続的に形成することで、清浄気体をある程度の広がりを有する面として対象に噴き
当てることとしている。更に噴き当てられた清浄気体に対して特定の流出先を提供してい
る。これにより、前述した巻き込み、対流等の生成を抑制する、或いは仮に生成しても清
浄度を維持したい空間領域に対してはこれら巻き込み等が影響を及ぼし得ない配置とする
ことを可能としている。従って、単一方向への清浄気体の供給を為した場合と異なり、塵
等の再付着等を効果的に抑制しつつ塵等の廃除を為すことが可能となる。なお、上述した
実施形態では、ガスノズルの延在方向に垂直な平面内において、当該ガスノズルに設けら
れたノズル開口から噴出される清浄気体は扇形形状を形成するとしている。しかし、本発
明の態様は当該形態に限定されず、ポッド１と第一の開口部１１１との間に存在する空間
領域に対して、ガスノズルの延在方向に対して垂直な平面内においてガスノズルを中心と
した特定の範囲に広がるように清浄気体を噴出可能であれば良い。また当該範囲は、ポッ
ド１の外周から当該空間領域内部を含む範囲であれば良い。また、ノズル開口はガスノズ
ルの延在方向に連続的に設けられる（該延在方向に延在するスリット状でも良い。）こと
が好ましい。
【００２０】
　次に、本発明の更なる実施形態について説明する。なお、以下の実施形態では、上述し
た実施形態とガスノズル１０の配置において主に異なることから、当該配置の理解を容易
とする視野に基づく以下の図面を参照する。図２は、図１Ａ等に示す形態と異なり、第一
の開口部１１１の左辺側及び右辺側にガスノズル１０を配置した形態である。尚、同図で
は、ドア１１５ａ、ポッド１、及びガスノズル１０を上方から見た所謂平面図での主たる
構成を示している。本形態では、清浄気体の噴出し方向が複数存在し且つこれらの複数の
噴出し方向が当該ガスノズル１０を中心とする扇形形状を形成させするように、ガスノズ
ル１０の延在方向に垂直な平面内において複数のノズル開口を形成している。これにより
、上述した実施形態と同様にポッド１-第一の開口部１１１間の空間領域からの塵等の除
去及び当該空間の清浄気体での充満状態の確保が為される。図３は、図２と同様の様式に
より、更なるガスノズル１０の実施形態を示している。図２に示す実施形態とは異なり、
本実施形態では、ガスノズル１０の内部空間からノズル開口の噴出し口近傍に至るまでの
形状を微細穴から所定の平面に広げる扇形の形状とすることにより。ノズル開口から噴出
される清浄気体の噴出し形状を扇形としている。図２に示す実施形態では、清浄気体に対
する流れの方向性の賦与の点では優れる反面、気体流れが至らない領域が存在することか
ら当該領域での塵等の除去効率が劣る恐れがある。これに対し、図３に示す実施形態では
、清浄気体の流れの指向性で劣ることから所定部位での塵等の除去効率が劣ってしまう可
能性がある反面、蓋３表面に対して常に均等に清浄気体の噴付けが為されるために全面均
等な清浄化を実施することが可能となる。
【００２１】
　次に、図２に示したガスノズル１０の実施形態について、より詳細且つ具体的な形態に
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関して図面を参照して説明する。図４は、ドア１１５ａにより略閉鎖されている第一の開
口部１１１及びその近傍の構成をポッド１が載置される位置より見た状態の概略構成を示
している。同図において、ガスノズル１０は、第一の外壁面１０５ａにおける第一の開口
部１１１の周囲を囲むように配置されている。該ガスノズル１０は、金属板に対して貫通
穴１０ｂを形成してなる所謂パンチングメタルを管状に変形させることによって形成され
ている。該貫通穴は前述したノズル開口として作用し、貫通穴１０ｂの形成領域を管の凸
面に配置することによって清浄気体の複数方向への噴出しを可能としている。図５は、図
４とは異なり、管状のガスノズル１０に対して該ガスノズル１０が延在する方向に延在す
るスリット１０ｃを配置している。当該スリット１０ｃを、管の内部から外部に近づくに
つれて該スリット１０ｃの幅（短手方向の幅）が拡大するように形成すると共に、当該ス
リット１０ｃについてもこれらを管の凸面に配している。これにより、清浄気体の扇状の
噴出しを得ている。なお、これら図４及び図５に示す形態では、ガスノズル１０は第一の
開口部１１１を全周取り巻く形状としている。このように、当該ガスノズル１０から供給
される清浄ガスによってポッド－第一の開口部間の空間領域を隔離する所謂ガスカーテン
を構成することによって、外気側から当該空間領域に対する塵等の拡散を防止する効果も
得られる。
【００２２】
　しかしながら、具体的構成においては、例えば第一の開口部１１１の下辺側のガスノズ
ル１０を取り除く、或いは口状に配置されるガスノズル１０の各角部分を無くし、当該領
域に対応する部分で供給される清浄ガルの流出経路を確保することとしても良い。当該構
成とすれば、ガスカーテンの形成と当該カーテンによって覆われる空間領域内において清
浄気体の噴き付けによって蓋等から除去された塵等の該空間領域内からの迅速な排除も可
能となる。即ち、本発明におけるガスノズル１０は、第一の開口部１１１の周囲を取り巻
くように配置され且つ所定部分を削除することによって当該削除部分に対応する領域にて
噴出清浄気体の流出経路を得ることとすることが好ましい。当該構成によれば、第一の開
口部１１１の上辺、左辺及び右辺の領域に対しては清浄気体によるカーテン効果を得、且
つ下辺領域では外部空間に対して所謂陽圧に保持された微小空間内部からの気体の流出を
為すこととなる。これにより、微小空間内部からの過剰清浄気体の流出を妨げること無く
、第一の開口部の外気側近傍を効果的に清浄気体に満たされた領域とすることが可能とな
る。
　また、対向する二辺、具体的には第一の開口部１１１における上辺側と下辺側、或いは
左辺側と右辺側にガスノズル１０を配置することにより、個々のガスノズルから噴出され
た清浄気体が一旦ぶつかり、更に互いに離れる方向に流れる効果が期待できる。これによ
り、ポッド１－第一の開口部１１１間の空間領域内において当該領域より外部空間に向か
う気流を容易に生成できる。当該気流の生成によって、該空間領域内に浮遊する塵等を効
果的に外部空間に放出することが可能となる。
【００２３】
　次に、本発明の一実施形態に係る密閉容器の蓋開閉システムの具体的構成について以下
に述べる。図６は概略構成を示す該システムの側断面図であり、図７は該システム１０１
におけるポッド載置部、ドア、ポッド、及び蓋等を同様の様式にて拡大して示した図であ
る。また、図７はポッドの開口を蓋が閉鎖した状態での、ポッド載置部、ドア等を模式的
に示す図である。FIMSシステム１０１は、微小空間１０３を構成する筐体１０５及び筐体
１０５に隣接して配置されるポッド載置部１２１を有する。筐体１０５は、更にファン１
０７、ロボット１０９、第一の開口部１１１、第二の開口部１１３、ドアシステム１１５
を有する。なお、個々の構成であって先に詳細を述べたものについてはここでの説明は省
略する。ロボット１０９におけるロボットアーム１０９ａは、第一の開口部１１１及び第
二の開口部１１３を介して微小空間の外部に突出可能となっている。第一の開口部１１１
はドアシステム１１５におけるドア１１５ａにより一見閉鎖状態とされるが、ドア１１５
ａの外周と第一の開口部１１１の内周面との間には隙間が形成されることから、当該ドア
１１５ａは第一の開口部１１１を略閉鎖可能となっていると述べる。第二の開口部１１３
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は、ウエハ処理装置１１７の内部と接続されているが、当該ウエハ処理装置１１７の詳細
に関しては本発明と直接の関係を有さないために本明細書における説明は省略する。
【００２４】
　ドッキングプレート駆動システム１２７は、ガイドレール１２７ａ及び駆動シリンダ１
２７ｂを用いて、ドッキングプレート１２３と共に該所定位置に固定されたポッド１を該
第一の開口部１１１に向かう方向及び離間する方向に駆動する。駆動用シリンダ１２７ｂ
は載置台本体１２１ａに一端部が固定されており、他端部となる伸縮するシリンダ端部が
ドッキングプレート１２３に固定されている。ドッキングプレート１２３はガイドレール
１２７ａに対して摺動可能に支持されており、駆動シリンダ１２７ｂのシリンダ端部の伸
縮に応じてガイドレール１２７ａ上を摺動する。ここで、ドッキングプレート１２３は、
ポッド１を当該ドッキングプレート１２３上に外部から搭載する（ロードする）或いは取
り除く（アンロードする）位置が微小空間１０３から最も離れた位置に存在することとな
り、ポッドの蓋３を取り外す位置が微小空間１０３に対して最も接近する位置となる。
【００２５】
　吸着パッド１１５ｋは該蓋３と当接した状態で不図示の配管を通じて負圧供給源１０８
（図８参照）より負圧を供給することにより該蓋３を吸着し、当該蓋３をドア１１５ａに
よって保持することを可能とする。ドアシステム１１５は、ドアアーム１１５ｂ、ドア開
閉アクチュエータ１１５ｃ及びドア上下機構１１５ｄを有する。ドアアーム１１５ｂは棒
状の部材からなり、一端においてドア１１５ａを支持し、他端においてドア開閉アクチュ
エータ１１５ｃと連結されており、中間部の適当な位置において当該位置を中心に回転可
能に軸支されている。ドア開閉アクチュエータ１１５ｃによって該回転中心を軸としてド
アアーム１１５ｂは回転し、該ドアアーム１１５ｂの一端及びここに支持されるドア１１
５ａは第一の開口部１１１に対して接近或いは離間の動作を行う。ドア上下機構１１５ｄ
は、ドア開閉アクチュエータ１１５ｃと前述したドアアーム１１５ｂの回転軸とを支持し
、上下動用アクチュエータによって上下方向に延在するガイドに沿って当該アクチュエー
タ及びこれに支持されるドアアーム１１５ｂ及びドア１１５ａを上下方向に駆動する。
【００２６】
　なお、図８に当該FIMSシステム１０１の構成をブロック図として示す。上述したファン
１０７、ロボット１０９、ドアシステム１１５、ポッド固定システム１２５、及びドッキ
ングプレート駆動システム１２７は、制御装置１０２によって各々制御される。ドアシス
テム１１５は、ラッチキー駆動機構１１５ｆ、ドア開閉用アクチュエータ１１５ｃ、及び
ドア上下機構１１５ｄを各々独立して制御可能であるが、実際上はこれら各々の構成が一
連のタイムチャートに応じて動作するようにこれら構成を制御する。なお、吸着パッド１
１５ｋに対する負圧供給源１０８からの負圧の供給及び供給停止（負圧の破壊）の動作は
、制御装置１０２によって行われる。ドッキングプレート駆動システム１２７は、駆動シ
リンダ１２７ｂの駆動のオンオフを行うが、当該駆動シリンダ１２７の動作によってドッ
キングプレート１２３が確実に所定の二位置、即ちポッド１のロード位置に存在する場合
とポッド１がウエハ挿脱可能な位置であるドック位置に存在する場合とを検知する必要が
ある。このため、ポッド１がドッキングプレート１２３上の載置されたこと、及びドッキ
ングプレート１２３に対してポッド１をロード・アンロードすべき位置、即ち前述した初
期位置に該ドッキングプレート１２３が存在することを検知するロードセンサ１２７ｄが
、ドッキングプレート駆動システム１２７に接続されている。また、ドッキングプレート
１２３が上述したドック位置に存在するか否かを検知するドックセンサ１２７ｃも該ドッ
キングプレート駆動システム１２７に接続されている。制御装置１０２は更にガスノズル
１０に対して清浄気体を供給する清浄気体供給源１２６に接続されており、当該制御装置
１０２によってガスノズル１０からの清浄気体の噴出しの有無、噴出し量等を制御する。
【００２７】
　ここで、実際にウエハ処理作業を行う際の当該FIMSシステム１０１の動作について説明
する。ウエハ処理作業において、所定枚数のウエハを収容し内部が清浄気体によって満た
されたポッド１がドッキングプレート１２３上に載置される。ドッキングプレート１２３



(11) JP 2010-56296 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

を載置する際に、ポッド固定システム１２５が動作してドッキングプレート１２３に対す
るポッド１の載置位置を所定のものとする。その際、制御装置１０２は清浄気体の使用量
削減の観点からガスノズル１０からの気体噴出を停止させていても良く、該載置位置の清
浄化を図る観点から微少量の気体噴出を行わせていても良い。このような清浄気体の噴出
の実施によって、ドア１１５ａ及び第一の開口部１１１の前面領域における塵等の存在確
率を低減し、予めポッド１の載置空間の環境の適正化を図ることも可能である。続いてド
ッキングプレート駆動システム１２７が動作し、ポッド１を第一の開口部１１１に向けて
駆動する。具体的には、ポッド固定システム１２５によってドッキングプレート１２３と
一体化されたポッド１を、ドッキングプレート１２３を介する様式にて駆動シリンダ１２
７ｂが移動させる。その際、ドア１１５ａは第一の開口部１１１を略閉鎖する位置で停止
している。当該動作時において、制御装置１０２は清浄気体供給源１２６に対してガスノ
ズル１０に対する気体の供給を行わせ、所定流量の清浄気体の噴出を行わせる。当該駆動
動作は、ポッド１の蓋３がドア１１５ａの当接面と当接し、ドッキングプレート１２３と
第一の開口部１１１と所定の位置関係となった段階にて終了する。なお、清浄気体の供給
は、この段階で停止しても良いが、ポッド１の外周からの塵等の除去或いは拡散防止の観
点から、微小空間１１３からの気体の流出を妨げない流量の供給を実施することとしても
良い。この時、ラッチキー駆動機構１１５ｆが動作して蓋３のポッド本体２に対する固定
を解除する。同時に、吸着パッド１１５ｋが蓋３を吸着し、蓋３がドア１１５ａによって
保持された状態となる。
【００２８】
　当該状態からドア開閉アクチュエータ１１５ｃが動作を開始し、ドアアーム１１５ｂが
回動して蓋３を保持するドア１１５ａを第一の開口部１１１から微小空間１０３の内部方
向に運ぶ。ドアアーム１１５ｂが所定角度で回動を停止した後、ドア上下機構１１５ｄが
動作を開始し、ドア開閉アクチュエータ１１５ｃと共にドア１１５ａを下方に移動させる
。当該動作によって第一の開口部１１１は全開状態となり、微小空間１０３は第一の開口
部１１１を介してポッド本体２の内部と連通した状態となる。この状態においてロボット
１０９が動作を開始し、ロボットアーム１０９ａによってウエハ４をポッド１の内部から
第二の開口部１１３を介してウエハ処理装置１１７に搬送する。また、この状態を維持し
て、当該ロボット１０９は、更にウエハ処理装置１１７内部において所定の処理が施され
たウエハをポッド１内部へも搬送する。蓋３をポッド１に取り付け、ポッド１をFIMSシス
テム１０１より取り外し可能とする場合には、基本的にはこれら動作が逆に行われる。
【００２９】
　以上に述べた蓋開閉システムたるFIMSシステムを用いることにより、ポッドの開口を閉
鎖する蓋がドアに保持される前段階において該蓋の表面に付着した極微小な塵等を低減し
、これら塵等のポッド内部への持ち込みを抑制することが可能となる。より具体的には、
ポッドのローディング位置たる初期位置に存在するポッドと第一の開口部との間の空間領
域に対して、当該空間に対して第一の開口部と平行な面状に気体の供給を行っている。こ
れにより、当該空間領域を覆う所謂ガスカーテンを生成し、外部空間からの塵等の侵入を
防止している。また、当該面内においては、当該空間領域から外部空間側に向かう流れも
生成されている。以上の清浄気体の流れの生成によって、当該空間領域内部の構成に付着
して存在する塵等の被付着物からの除去と、除去済みの塵等の該空間領域からの効果的且
つ迅速的な除去が可能となる。なお、上述した実施形態においてガスノズル１０の配置に
ついて述べているが、詳述した形態はあくまで例示であり、当該ガスノズルは求められる
清浄気体の供給量、流速等に応じて適宜増減、配置の変更等為されることが好ましい。ま
た、各辺に応じて配置されるガスノズルを個々に分離し且つ延在方向を軸として回動可能
となるように駆動系を配置しても良い。この場合、制御装置１０２はポッド１の駆動に伴
ってガスノズル１０を回動させ、清浄気体の噴出し方向をポッド－第一の開口部間の空間
領域内、或いはポッドの蓋表面に対してより効率良く清浄気体の供給を行うことが可能と
なる。
【００３０】
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　以上述べた実施形態では、本発明はウエハを対象とするFIMSシステムに関して主として
述べている。しかしながら、本発明の適用対象は該システムに限定されず、例えばディス
プレイ用のパネル、光ディスク等を収容する密閉容器等に対しても適用可能である。また
、上述したガスノズルは蓋開閉システムを構成する場合の特徴的一要素として記載してい
るが、当該ガスノズル、及び必要であれば当該ガスノズルを駆動或いは動作させる制御装
置を含めた構成は、FIMSシステム用の外部空間パージ用ユニットとして独立した装置とし
ての発明と捕らえることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１Ａ】本発明の一実施形態に係る蓋開閉システムの概略構成を模式的に示す図である
。
【図１Ｂ】図１Ａに示す蓋開閉システムの模式図であって、ポッドが開口部に接続されて
蓋がポッドより除去された状態を示す図である。
【図２】ガスノズルの一実施形態について、ポッド、ガスノズル等を上面から見た状態の
主たる構成を示す図である。
【図３】図２と同様の様式にてガスノズルの更なる形態を示す図である。
【図４】ガスノズルの更なる形態について、第一の開口部、ガスノズル等をポッドの載置
位置より見た状態の主たる構成を示す図である。
【図５】図４と同様の様式にてガスノズルの他の形態を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るロードポート装置の概略構成を示す側断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係るロードポート装置の主要部概略構成を図６と同様の様
式にて示す拡大側断面図である。
【図８】本発明の一実施形態に係るFIMSシステムの概略構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００３２】
１：ポッド、　２：ポッド本体、　３：蓋、　４：ウエハ、　１０：ガスノズル、　１０
１：ロードポート装置、　１０２：制御装置、　１０３：微小空間、　１０５：筐体、　
１０７：ファン、　１０８：負圧供給源　１０９：ロボット、　１１１：第一の開口部、
　１１３：第二の開口部、　１１５：ドアシステム、　１１７：ウエハ処理装置、　１２
１：ポッド載置部、　１２３：ドッキングプレート、　１２５：ポッド固定システム、　
１２６:清浄気体供給源、　１２７：ドッキングプレート駆動システム、
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